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１．概要（Summary） 
本課題研究においてシリコン基板にサイクルエッチング

により Line & Space が反転した高アスペクト比の

Volume binary（VB）回折格子用の鋳型を開発した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

マスクアライナ装置、Deep Reactive Ion Etching 装

置（Bosch プロセス）、シリコン専用の各種熱処理（酸化・

拡散）装置一式、エリプソメーター 
【実験方法】 
すばる望遠鏡のnu-MOIRCSに搭載するエシェル・グリ

ズムに使用される、高アスペクト比の VB 回折格子（格子

周期 Λ=5.1 μm、L&S=4.6 μm:0.5 μm、厚さ t=16 μm）

を加工する技術を確立することを目的とする。本課題研究

においてシリコン基板にサイクルエッチング（Boschプロセ

ス）を行うエッチングガスおよび Passivation（側壁保護）

ガスに酸素を僅かに入れ、クリーニングしながらエッチン

グと側壁保護を行い、かつエッチング量を少なくすること

で、スキャロップ（エッチングサイクル毎に形成される凹

凸）を減らし、次工程において酸化膜形成と除去を数回

繰り返すことによって、Line & Space が反転した高アス

ペクト比の VB 回折格子用の鋳型を開発した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
これまでの試作により、可視光においても平滑な光学面

が得られるようになった。具体的には L＆S が 2 μm : 3.1 

  
Fig. 1 SEM photograph of silicon mold for volume 
binary grating with high aspect ratio. 

μm のマスクパターンでシリコン基板上にレジストを形成し

て、サイクルエッチングによって深さ 10 μm と 20 μm の溝

を形成し、厚さ 1 μm（目標）の酸化膜形成と除去を 2回行

った結果、それぞれ、幅0.44 μmと0.8 μmの壁面の格子

が得られている（Fig. 1）。このシリコンの鋳型は理想的な

形状であり、VB 回折格子は高い回折効率を達成できると

期待される。 
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